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en aval du support (43), en étendant un pan-

neau de fond arrigre plan (89) & partir d'une

paroi incurvée (35) du puits (33) jusqu'a la

sortie du gaz (25) de fagon que la chambre de

réaction (11) soit une chambre de réaction & 35

double hauteur ayant une partie arrigre dont la

hauteur est approximativement le double de la

hauteur d'une partie frontale (19).

45
50

55

12



